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附錄 A : 橢圓偏光參數的修正流程 

 

 

       圖 A-1  橢圓偏光參數修正流程圖 

將偏光片、光彈調變器與析光片之方位角分別置於 -45°、0°、45°，

由光偵測器所偵測到之時變訊號為： 
0 [1 sin 2 cos( sin )]

2
IIθ π θ= − Ψ Δ −  

首先我們將光彈調變器的調變振幅校正為 0.5 左右 [7]。  

修正流程 (圖 A-1) 主要可分為三個部分： 

(1) 我們假設 0Δ  變動範圍為 0.497～0.503，藉由 (3.15) 式可得各組 

   ( 0Δ ，x )。 

  
o o

o o

 45 +  225 + 0

0 135 +  315 + 

sin [2 sin( 45 )]
 sin [2 cos( 45 )]

x x

x x

I I x
I I x

π
π
Δ ⋅ + °

=
Δ ⋅ + °

－ 

－          (3.15) 
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(2) 已知 ( 0Δ ，x ) 由 (3.12)～(3.14) 式可得各組 ( 0Δ ，x，Ψ，Δ)。 

1 0 1

0

cos[ (sin + cos )]= cot { }
sin [ (sin + cos )]

x x C
x x

π
π
Δ −

Δ
Δ

－            (3.12) 

2
1

2 0 1 0 2

sin 2 = 
cos[ (sin cos )] sin[ (sin cos )]

C
C x x D x x Dπ π

Ψ
Δ − Δ + ⋅ − Δ − Δ + ⋅  (3.13) 

  3
2

3 0 0

sin 2 = 
cos cos[2 sin(30 + )] sin sin[2 sin(30 + )]

C
C x xπ π

Ψ
Δ ⋅ Δ ° + Δ ⋅ Δ °   (3.14) 

 

其中令 1 0cos[ (sin cos )]D x xπ= Δ − ； 2 0sin[ (sin cos )]D x xπ= Δ −     

o o o o o o

o o o o o o

90 + x 0 + x 0 90 + x 0 + x 210 + x 30 + x
1 2 3

0210 + x 30 + x 90 + x 0 + x 210 + x 30 + x

sin[2 sin(30 )]   ,    ,  
sin[ (sin cos )] + + 

I I I I I IxC C C
I I x x I I I I

π
π
Δ °+

= − ⋅ = =
Δ −

－ － － 
　 　 　

－ 

 

(3) 將各組 ( 0Δ ，x，Ψ，Δ) 與實驗所得的強度代入方程式 (3.16a)、   

(3.16b) 利用兩式 0I  相等的條件作擬合可得系統誤差與修正後

精確的橢圓偏光參數。 

o o 0 0 0 90 +  0 + 
+ = {1 sin2 cos[ (cos sin )] cos[ (cos sin )]}

x x
I I I x x x xπ π− Ψ Δ− Δ + ⋅ Δ +

                                                    (3.16a) 

o o 0 0 210 +  30 + 
+ = {1 sin2 cos cos[2 sin(30 )]}

x x
I I I xπ− Ψ Δ⋅ Δ °+         (3.16b) 
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附錄 B : 利用 Mathematica 分析系統誤差  

 

考慮系統誤差光偵測器所偵測到之時變訊號為： 

0
0  [1 sin2 cos( 2 sin )]

2
I

Iθ π θΨ ⋅ Δ Δ= － －  

0 + 30 9 0 210  ,  ,   , x x x xI I I I° °+ °+ °+  之光強度如下 datai ( i=0, 30, 90 and 210o) 

所示 :                          

 

參數 x 和 0δΔ  的變動對強度 f 和 g 的影響如下： 

 

參數 Ψ 和 Δ 的變動對強度 f 和 g 的影響如下： 
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  11 , 12 , 21 , 22 , 11, 12 , 21 , 22n n n n m m m m　 　 　 　 　 　 　 　  如下頁所示。 

 由以上兩式可合併為： 

 

 可得誤差 (x， 0δΔ ) 對 (Ψ，Δ) 的影響如下： 

 

可得 (3.8a)～(3.8d) 式。 
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